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胶体磨

(57)摘要

本申请公开了胶体磨，涉及胶体磨技术领

域。本申请包括包括底座，底座的顶部一侧固定

连接有保护罩，底座的顶部另一侧固定连接有箱

体，箱体的顶部固定连接有漏斗，箱体的内部下

方设置有密封座，密封座的内部转动连接有驱动

杆，驱动杆的顶端固定连接有磨盘一，磨盘一的

外表面设置有磨盘二，磨盘二与箱体内壁固定连

接，箱体一侧贯通连接有出料管，出料管的一侧

顶部贯通连接有回流管，回流管呈回字形延伸至

漏斗内部，漏斗的内部上方一侧设置有防溅机

构，达到可以对漏斗的开口实现封闭和打开，在

打开时便于工作人员将物料放入，在关闭后，通

过设置的半圆槽对回流管进行卡合，降低在工作

时出现抖动防溅盖互相远离的情况。

权利要求书1页  说明书4页  附图6页

CN 220386701 U

2024.01.26

CN
 2
20
38
67
01
 U



1.胶体磨，包括底座（1），其特征在于：所述底座（1）的底部两侧固定连接有支撑座（2），

所述底座（1）的顶部一侧固定连接有保护罩（3），所述底座（1）的顶部另一侧固定连接有箱

体（4），所述箱体（4）的顶部固定连接有漏斗（16），所述保护罩（3）的内部固定连接有驱动电

机（5），所述驱动电机（5）的输出端贯穿底座（1），所述箱体（4）的内部下方设置有密封座

（6），所述密封座（6）的外壁与箱体（4）的内壁固定连接，所述密封座（6）的内部转动连接有

驱动杆（9），所述驱动杆（9）的顶端固定连接有磨盘一（11），所述驱动杆（9）的底部贯穿底座

（1），所述驱动电机（5）和驱动杆（9）位于底座（1）内部的外表面固定连接有皮带辊，两侧所

述皮带辊之间通过皮带（10）联动，所述磨盘一（11）的外表面设置有磨盘二（12），所述磨盘

二（12）与箱体（4）内壁固定连接，所述箱体（4）一侧贯通连接有出料管（13），所述出料管

（13）靠近箱体（4）的一侧设置有水泵（14），所述出料管（13）的一侧顶部贯通连接有回流管

（15），所述回流管（15）呈回字形延伸至漏斗（16）内部，所述磨盘一（11）的顶部设置有清理

机构（8），所述漏斗（16）的内部上方一侧设置有防溅机构（7），所述防溅机构（7）包括开设在

漏斗（16）内部的环形槽（71），所述环形槽（71）的内部两侧滑动连接有防溅盖（72）。

2.根据权利要求1所述的胶体磨，其特征在于：所述防溅盖（72）的顶部一侧固定连接有

限位块（73），位于所述限位块（73）一侧防溅盖（72）的顶部固定连接有把手（74），所述防溅

盖（72）靠近回流管（15）的一侧开设有半圆槽（75）。

3.根据权利要求2所述的胶体磨，其特征在于：所述漏斗（16）的顶部两侧固定连接有L

形块(77)，所述L形块(77)互相靠近的一侧转动连接有斜板（78），所述斜板（78）内壁靠近L

形块(77)的一面固定连接有弹簧伸缩杆一（79），所述弹簧伸缩杆一（79）远离斜板（78）的一

端与L形块(77)的外壁固定连接。

4.根据权利要求2所述的胶体磨，其特征在于：所述半圆槽（75）的内壁固定连接有吸铁

石（76）。

5.根据权利要求1所述的胶体磨，其特征在于：所述清理机构（8）包括固定连接在磨盘

一（11）顶部的竖块（81），所述竖块（81）的一侧固定连接有缓冲块（82），所述缓冲块（82）的

内部设置有空腔，所述空腔的内部设置有伸缩杆二（83），所述伸缩杆二（83）与空腔的内壁

固定连接，所述伸缩杆二（83）远离竖块（81）的一端固定连接有刮板（86），所述伸缩杆二

（83）的外表面套设有弹簧二（84），所述弹簧二（84）的两端分别与空腔和刮板（86）的外表面

固定连接。

6.根据权利要求5所述的胶体磨，其特征在于：所述空腔的内部两侧开设有滑槽（85），

所述刮板（86）的两侧外表面固定连接有滑块（87），所述滑块（87）与滑槽（85）滑动连接。

7.根据权利要求5所述的胶体磨，其特征在于：所述刮板（86）的形状为L形向上延伸， 

所述刮板（86）与漏斗（16）的内壁滑动连接。

8.根据权利要求5所述的胶体磨，其特征在于：所述刮板（86）靠近漏斗（16）的一面固定

连接有橡胶块（88）。
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胶体磨

技术领域

[0001] 本申请涉及胶体磨技术领域，尤其是涉及胶体磨。

背景技术

[0002] 胶体磨是一种将物质细分、均匀混合或者浓缩的设备，在操作过程中，首先将物料

添加到磨盘里面，然后通过摩擦和挤压等作用，将物料细分并混合均匀，主要适用于制药、

化工、食品等行业中的浓缩、细分、均质等领域。

[0003] 现有的中国公开专利（授权公告号：CN210022250U）中所提到的超微胶体磨装置，

能够通过在进料口的底部设置一个粉碎箱，通过粉碎箱内腔中的两个绞龙辊与研磨机构的

相互配合下，可对待研磨物料研磨更加彻底，且粉碎箱安装在研磨机构的上方，可先将待研

磨物料内的大颗料进行粉碎，减少了研磨机构的工作强度，加速了研磨机构研磨速度，使得

研磨作业更加彻底，从而提高了研磨工作效率。

[0004] 胶体磨是一种高效的物料研磨设备，现有的胶体磨内部会产生高速旋转，将进入

的物料分散并加水研磨成悬浮液或乳液状态，由于胶体磨内部的工作机件高速运转，因此

物料可能会被胶体磨内部的离心力甩出或以气雾状喷出机器，导致物料飞溅，从而影响到

周围的环境。

实用新型内容

[0005] 本申请的目的在于：胶体磨是一种高效的物料研磨设备，现有的胶体磨内部会产

生高速旋转，将进入的物料分散并研磨成悬浮液或乳液状态，由于胶体磨内部的工作机件

高速运转，因此物料可能会胶体磨内部的离心力甩出或以气雾状喷出机器，导致物料飞溅，

从而影响到周围的环境的问题，本申请提供了胶体磨。

[0006] 本申请为了实现上述目的具体采用以下技术方案：

[0007] 包括底座，所述底座的底部两侧固定连接有支撑座，所述底座的顶部一侧固定连

接有保护罩，所述底座的顶部另一侧固定连接有箱体，所述箱体的顶部固定连接有漏斗，所

述保护罩的内部固定连接有驱动电机，所述驱动电机的输出端贯穿底座，所述箱体的内部

下方设置有密封座，所述密封座的外壁与箱体的内壁固定连接，所述密封座的内部转动连

接有驱动杆，所述驱动杆的顶端固定连接有磨盘一，所述驱动杆的底部贯穿底座，所述驱动

电机和驱动杆位于底座内部的外表面固定连接有皮带辊，两侧所述皮带辊之间通过皮带联

动，所述磨盘一的外表面设置有磨盘二，所述磨盘二与箱体内壁固定连接，所述箱体一侧贯

通连接有出料管，所述出料管靠近箱体的一侧设置有水泵，所述出料管的一侧顶部贯通连

接有回流管，所述回流管呈回字形延伸至漏斗内部，所述磨盘一的顶部设置有清理机构，所

述漏斗的内部上方一侧设置有防溅机构，所述防溅机构包括开设在漏斗内部的环形槽，所

述环形槽的内部两侧滑动连接有防溅盖。

[0008] 通过采用上述技术方案，通过磨盘一和磨盘二作用，使物料被研磨，研磨后的物

料，通过回流管再次进入漏斗，可以对物料进行循环研磨，可以实现对物料的均匀混合。
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[0009] 进一步地，所述防溅盖的顶部一侧固定连接有限位块，位于所述限位块一侧防溅

盖的顶部固定连接有把手，所述防溅盖靠近回流管的一侧开设有半圆槽。

[0010] 通过采用上述技术方案，降低在工作时物料飞溅出来的风险。

[0011] 进一步地，所述L形块互相靠近的一侧转动连接有斜板，所述斜板内壁靠近L形块

的一面固定连接有弹簧伸缩杆一，所述弹簧伸缩杆一远离斜板的一端与L形块的外壁固定

连接。

[0012] 通过采用上述技术方案，使得防溅盖定位固定，方便打开后工作人员往漏斗里倒

入物料。

[0013] 进一步地，所述半圆槽的内壁固定连接有吸铁石。

[0014] 通过采用上述技术方案，可以使得两侧的防溅盖对回流管进行卡合，降低在工作

时出现抖动防溅盖互相远离的情况。

[0015] 进一步地，所述清理机构包括固定连接在磨盘一顶部的竖块，所述竖块的一侧固

定连接有缓冲块，所述缓冲块的内部设置有空腔，所述空腔的内部设置有伸缩杆二，所述伸

缩杆二与空腔的内壁固定连接，所述伸缩杆二远离竖块的一端固定连接有刮板，所述伸缩

杆二的外表面套设有弹簧二，所述弹簧二的两端分别与空腔和刮板的外表面固定连接。

[0016] 通过采用上述技术方案，通过磨盘一转动带动刮条转动，从而对漏斗内壁上的物

料进行清理。

[0017] 进一步地，所述空腔的内部两侧开设有滑槽，所述刮板的两侧外表面固定连接有

滑块，所述滑块与滑槽滑动连接。

[0018] 通过采用上述技术方案，通过滑块与滑动滑动连接，可以对刮条进行限位，避免在

调节磨盘一与磨盘二的距离时滑出空槽。

[0019] 进一步地，所述刮板的形状为L形向上延伸，所述刮板与漏斗的内壁滑动连接。

[0020] 通过采用上述技术方案，刮板的形状与漏斗的形状相匹配，且刮板与漏斗的内壁

抵接。

[0021] 进一步地，所述刮板靠近漏斗的一面固定连接有橡胶块。

[0022] 通过采用上述技术方案，通过橡胶块可以减少刮板对漏斗内壁的损伤。

[0023] 综上所述，本申请包括以下至少一种有益效果；

[0024] 1.本申请通过设置有防溅机构，通过环形槽，防溅盖、把手和半圆槽等之间的互相

配合，达到可以对漏斗的开口实现封闭和打开，在打开时便于工作人员将物料放入，在关闭

后，通过设置的半圆槽对回流管进行卡合，降低在工作时出现抖动防溅盖互相远离的情况。

[0025] 2、本申请通过设置有清理机构，缓冲块带动刮板对漏斗的内壁进行机械剐蹭，从

而清理内壁，通过设置的弹簧二和伸缩杆二，便于工作人员使用刮板和橡胶垫可以对漏斗

的内壁清理，达到了便于将进料漏斗的内壁上的物料刮下，减少了浪费。

附图说明

[0026] 图1是本申请中装置主体的立体结构示意图；

[0027] 图2是本申请中装置主体的半剖示意图；

[0028] 图3是本申请中胶体磨本体的结构示意图；

[0029] 图4是本申请中防溅盖立体结构示意图；
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[0030] 图5是本申请中清理机构半剖结构示意图；

[0031] 图6是本申请中图2中A处放大示意图。

[0032] 附图标记说明：

[0033] 1、底座；2、支撑座；3、保护罩；4、箱体；5、驱动电机；6、密封座；7、防溅机构；8、清理

机构；9、驱动杆；10、皮带；11、磨盘一；12、磨盘二；13、出料管；14、水泵；15、回流管；16、漏

斗；71、环形槽；72、防溅盖；73、限位块；74、把手；75、半圆槽；76、吸铁石；77、L形块；78、斜

板；79、弹簧伸缩杆一；81、竖块；82、缓冲块；83、伸缩杆二；84、弹簧二；85、滑槽；86、刮板；

87、滑块；88、橡胶块。

具体实施方式

[0034] 以下结合附图1至6对本申请作进一步详细说明。

[0035] 本申请实施例公开胶体磨。

[0036] 参照图1和图2，胶体磨，包括底座1，底座1的底部两侧固定连接有支撑座2，底座1

的顶部一侧固定连接有保护罩3，底座1的顶部另一侧固定连接有箱体4，箱体4的顶部固定

连接有漏斗16，保护罩3的内部固定连接有驱动电机5，驱动电机5的输出端贯穿底座1，箱体

4的内部下方设置有密封座6，密封座6的外壁与箱体4的内壁固定连接，密封座6的内部转动

连接有驱动杆9，驱动杆9的顶端固定连接有磨盘一11，驱动杆9的底部贯穿底座1，驱动电机

5和驱动杆9位于底座1内部的外表面固定连接有皮带辊，两侧皮带辊之间通过皮带10联动，

磨盘一11的外表面设置有磨盘二12，磨盘二12与箱体4内壁固定连接，箱体4一侧贯通连接

有出料管13，出料管13靠近箱体4的一侧设置有水泵14，出料管13的一侧顶部贯通连接有回

流管15，回流管15呈回字形延伸至漏斗16内部，磨盘一11的顶部设置有清理机构8，漏斗16

的内部上方一侧设置有防溅机构7，防溅机构7包括开设在漏斗16内部的环形槽71，环形槽

71的内部两侧滑动连接有防溅盖72。

[0037] 在使用时，通过启动驱动电机5带动一侧皮带辊转动，通过皮带辊带动皮带10从而

使得驱动杆9转动，通过驱动杆9带动磨盘一11进行转动，然后将物料从漏斗16处倒入，通过

磨盘一11和磨盘二12的作用，使物料达到研磨的效果，在物料进行研磨时，一边加水一边研

磨，使得物料被研磨称乳液状，研磨后的物料从磨盘一11和磨盘二12缝隙处掉入密封座6的

顶部，通过水泵14将研磨后的物料抽出，通过回流管15使得物料再次被研磨，达到可以对物

料进行循环研磨，通过这样的循环流程，可以实现对物料的均匀混合，最后打开阀门将均匀

混合的物料排出。

[0038] 参考图2、图3和图4，防溅盖72的顶部一侧固定连接有限位块73，位于限位块73一

侧防溅盖72的顶部固定连接有把手74，防溅盖72靠近回流管15的一侧开设有半圆槽75，半

圆槽75的内壁固定连接有吸铁石76。

[0039] 在倒入物料时，通过把手74拉动两侧的防溅盖72，使得防溅盖72在环形槽71的内

部滑动，使得两侧的防溅盖72互相远离，从而将漏斗16的开口显露，此时就可以将物料倒入

胶体磨中，在倒入后，再通过拉动两侧把手74，使得两侧的防溅盖72互相靠近，通过设置的

半圆槽75对回流管15进行卡合，吸铁石76可以对回流管15外壁吸附，可以使得两侧的防溅

盖72对回流管15进行一定的固定，降低在工作时出现抖动防溅盖72互相远离的情况，从而

在使用的过程中降低物料飞溅的风险。

说　明　书 3/4 页

5

CN 220386701 U

5



[0040] 参考图2和图5，漏斗16的顶部两侧固定连接有L形块77，L形块77互相靠近的一侧

转动连接有斜板78，斜板78内壁靠近L形块77的一面固定连接有弹簧伸缩杆一79，弹簧伸缩

杆一79远离斜板78的一端与L形块77的外壁固定连接。

[0041] 通过在拉开防溅盖72，使得限位块73与斜板78互相接触，在拉开时，通过限位块73

抵住斜板78，斜板78受力向L形块77靠近，当限位块73靠近L形块77时，通过弹簧伸缩杆一79

的压缩能量，使得斜板78卡住限位块73，使得防溅盖72固定，便于工作人员倒入物料，需要

盖上时，通过工作人员用手按压斜板78，通过拉动防溅盖72对漏斗16开口进行封闭。

[0042] 参照图2、图3和图6，清理机构8包括固定连接在磨盘一11顶部的竖块81，竖块81的

一侧固定连接有缓冲块82，缓冲块82的内部设置有空腔，空腔的内部设置有伸缩杆二83，伸

缩杆二83与空腔的内壁固定连接，伸缩杆二83远离竖块81的一端固定连接有刮板86，伸缩

杆二83的外表面套设有弹簧二84，弹簧二84的两端分别与空腔和刮板86的外表面固定连

接，空腔的内部两侧开设有滑槽85，刮板86的两侧外表面固定连接有滑块87，滑块87与滑槽

85滑动连接，刮板86的形状为L形向上延伸，刮板86与漏斗16的内壁滑动连接。

[0043] 在将物料倒入漏斗16时，漏斗16可能出现一些残留物的情况，部分物料无法流入

到胶体磨设备中，造成一些物料的浪费，且不便于清理，通过磨盘一11带动竖块81转动，竖

块81带动缓冲块82转动，缓冲块82带动刮板86对漏斗16的内壁进行机械剐蹭，从而清理内

壁，通过弹簧二84始终处于压缩的状态，从而便于对漏斗16的内壁进行清理。

[0044] 参考图6，刮板86靠近漏斗16的一面固定连接有橡胶块88。通过橡胶块88降低刮板

86在清理时对漏斗16内壁产生损伤。

[0045] 工作原理：在使用时，首先将物料从漏斗16处倒入，通过磨盘一11和磨盘二12的作

用，使物料达到研磨，在研磨的过程中，磨盘一11带动竖块81转动，竖块81带动缓冲块82转

动，缓冲块82带动刮板86对漏斗16的内壁进行机械剐蹭，从而清理内壁，研磨后的物料从磨

盘一11和磨盘二12缝隙处掉入密封座6的顶部，通过回流管15，可以对物料进行循环研磨，

当物料均匀后打开阀门将物料排出完成工作，在使用的过程中，半圆槽75对回流管15进行

卡合，从而在使用的过程中降低防溅盖72互相远离使得物料飞溅的风险。
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